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O/[ﬁ STATO DELL’ARTE 3

Irreversibili o permanenti

Tecniche di tenuta
nelle piattaforme
microfluidiche

Reversibili

* Permette un facile disassemblamento del dispositivo
al termine dell’esperimento : s . .
* Tenuta tramite proprieta adesive del materiale

» Possibilita di riutilizzo del dispositivo : —
* Tenuta tramite aspirazione o vuoto

* Molti polimeri possono essere adesi in maniera

reversibile a supporti in vetro, metallo e silicone Tenuta tramite magnetismo
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O/ OBIETTIVO DEL TIROCINIO

Produzione e validazione di un sistema reversibile di tenuta idraulica
integrato ad un dispositivo microfluidico in PDMS

Realizzazione e
caratterizzazione dello
stampo in alluminio
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Validazione del sistema di
tenuta i1draulica reversibile
integrato nel dispositivo

Validazione biologica del
dispositivo microfluidico
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Sezione Dimensioni Altezza
mm m
Porte di semina | ] [m]
Camera centrale 4x10 120
B Circuito da vuoto
L L . Canali laterali 1 x20 120
[0 Camera centrale e canali microfluidici principali
Microcanali 0.25x2.5 30

] Microcanali che conducono alla camera centrale

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali




12222022

ANNI

ij REALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO ~ 8O

Master finale realizzato Piattaforma finale realizzata tramite replica
tramite micromilling technique molding

£ "“.'0’5.‘" .‘!

‘ Sono state analizzate al profilometro ottico sia il master in
alluminio sia delle repliche in PDMS
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[ﬁ MISURE AL PROFILOMETRO: RISULTATI A

ANNI

STAMPO IN ALLUMINIO (1° SET DI MICROCANALI)
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Cj MISURE AL PROFILOMETRO: RISULTATI 8

PDMS VS STAMPO (1° SET DI MICROCANALI - TOP)
30
20

10

B STAMPOTOP [ PDMS TOP (5° REPLICA) M PDMS TOP (20° REPLICA)

PDMS VS STAMPO (1°SET DI MICROCANALI - BOTTOM)
40
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PDMS VS STAMPO (1° SET DI MICROCANALI - MIDDLE)
30

20

10

0
@ STAMPO MIDDLE 8 PDMS MIDDLE (5° REPLICA) [ PDMS MIDDLE (20° REPLICA)

B MASTER BOTTOM @ PDMS BOTTOM (5° REPLICA) [ PDMS BOTTOM (20° REPLICA)
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1° set di microcanali  Valore medio 1° set di microcanali Valore medio

copia 5 PDMS [um] copia 20 PDMS [uwm]

Top 28,39 + 0,36 Top 29,05 + 0,80

Middle 27,43 + 0,49 Middle 27,77 + 0,34

Bottom 27,39 = 0,68 Bottom 28,52 = 0,66
7



O/[ﬁ PROVE DI TENUTA 8ao

Sistema di controllo

Pompa da vuoto

>

Serbatoio
~—~ polmone
Pressione di vuoto: 90 kPa Test  Portata  Esito
Portata variata ogni 30 minuti [ul/min]
y ' 1° 1 v
2° 3 v
3° 5 v
4° 7 v
5° 9 v
6° 11 v
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J VvaLpazione BioLoaica 300

Piattaforma . Col Fest db
collegata al sistema ‘ Semina cellule ‘ (l)ltlllra o est di
da vuoto HEK cellulare uorescenza

Nucleo cellule totali

— Citoplasma cellule vive —
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(Jﬁ VALIDAZIONE BIOLOGICA: TEST DINAMICO 8nn &

Piattaforma Semina cellule Coltura Test dinamico con
collegata al sistema ‘ HEK ‘ cellulare Hoechst infuso in uno
da vuoto dei due canali laterali

Portata = 1 ul/minuto 24 ore dalla perfusione

‘ Il sistema da vuoto non interferisce nella formazione del gradiente di
concentrazione nella camera centrale
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CJE CONCLUSIONI 8

* Il processo di produzione dello stampo 1n alluminio e delle repliche in
PDMS consente di ottenere con buona approssimazione 1l valore nominale
scelto durante la fase di progettazione con software AutoCAD®.

* Il sistema da vuoto integrato nel dispositivo garantisce una buona tenuta
1draulica ma ¢ operatore dipendente.

* La geometria del dispositivo garantisce la formazione di un gradiente
stabile e regolare nella camera centrale anche con la tenuta reversibile.

e [utilizzo del vuoto non interferisce con la cultura cellulare.
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